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摘要(译)

沉积设备被配置为在基板上形成沉积层。所述沉积设备包括沉积源，所
述沉积源被配置为面向所述基板的第一侧并朝向所述基板喷射一种或多
种沉积材料，所述冷却台被配置为支撑所述基板的与所述基板的所述第
一侧相对的第二侧。和硬化单元，其配置成硬化从沉积源喷射并已到达
基板的一种或多种沉积材料。还提供了一种通过使用沉积设备在基板上
形成薄膜沉积层的方法。该方法包括通过使用沉积设备的沉积源将一种
或多种沉积材料喷射到基板，同时基板在沉积设备的冷却台上。
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